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Beschi;eibung . 

[0001] Die Erfindung betriffl eine Anordnung zum 
gleichmaiiigen UmstrSmen einer Oberfiache einer Pro- 
be mit Flusslgkeit, wobel die Probe in der Flussigkeit ro- 
tiert. Ferner betrifft die Erfindung die Verwendung der 
Anordnung. 

[0002] Seiche Anordnungen werden insbesondere 
verwendet zur galvanischen Bearbeitung von Oberfla- 
Chen, wobei sich in einem Elektrolyten die mit der Ka- 
thode verbundene Probe und eine Anode gegenuber- 
stehen. Dabei ist wunschenswert, dad bei galvanischer 
Abscheldung die abgeschiedenen Schichten uber die 
beschichtete Oberflache homogen sind bezuglich 
Schichtdlcke und weiteren funktionellen Eigenschaften, 
wie z. B. intrinsischem StreK. Dies erfordert einen 
gleichmaf^igen Ubergang des im Elektrolyten geldsten 
Stoffes auf die Schichtoberflache, 
[0003] Aus der EP 0 856 598 A1 ist eine Anordnung 
zum galvanischen Beschichten einer Oberflache be- 
kannt, bei der eine rotierende Probe seitlich durch eine 
Duse mit dem Elektrolyten angestromt wird. Durch die 
rotierende Probe kann uber Mittelwertbildung eine ho- 
mogene Schichtdlcke erreicht werden. Der Nachteil die- 
ser Anordnung bestehtdarin.daf^dieaus der Duse aus- 
tretende Stromung nicht laminar ist. Die dabei auftre- 
tende Wirbetbildung fUhrt zu ungleichmdfligen Abschei- 
deraten. Ferner wirkt sich die ungleichmaBige Stro- 
mung auch auf die Anode aus, an der sich das abzu- 
scheldende Material im Elektrolyten auflOst. Bei un- 
gleichmaliiger Anstromung der Anode konnen lonen- 
konzentrationsunterschiede innerhalb des Elektrolyten 
auftreten. 

[0004] Ferner sind Anordnungen zum galvanischen 
Abscheiden von Schichten bekannt, bei denen eine ru- 
hende Probe In einer Strdmungszelle angeordnet ist. 
Bei der Stromungszelle wird die einstromende bzw. aus- 
stromende Flussigkeit durch mehrere parallel liegende 
Rohrchen gefuhrt. Dadurch wird versucht, eine mdg- 
lichst gleichmafiige Stromung in derZelle zu erzeugen. 
Der Nachteil dieser Anordnung besteht darin, dafi auf 
der mhenden Probe vorhandene Partikel zu Str6- 
mungsschatten fuhren konnen. Daruber hinaus werden 
partiell auftretende Inhomogenitaten im elektrischen 
Feld zwischen Anode und Kathode wegen der ruhenden 
Probe nicht ausgeglichen. 

[0005] Ziel der vortiegenden Erfindung ist es daher, 
eine Anordnung zum gleichmafiigen Umstromen einer 
Oberflache einer Probe mit Flussigkeit bereitzusteilen, 
bei der Stromungswirbel, Strdmungsschatten und Inho- 
mogenitaten aufgrund einer ruhenden Probe vermieden 
werden und bei der die Stromung uber der Oberflache 
laminar Ist. 

[0006] Dieses Ziel wird erfindungsgemafl durch eine 
Anordnung nach Anspruch 1 erreicht. Vorteilhafte Aus- 
gestaltungen der Erfindung sowie Venvendungen der 
Erfindung sind den weiteren Anspruchen zu entneh- 
men. 



[0007] Die Erfindung gibt eine Anordnung zum gleich- 
mafiigen Umstromen einer Oberflache einer Probe mit 
Flussigkeit an. die einen Stromungsraum aufweist, der 
von der FIQssigkeit durchstrdmt ist. Im Str5mungsraum 

5 befindet sich zumindest teilweise eine Probe, die mittels 
eines Drehantriebs um eine Drehachse drehbar ist. 
Ausgehend von einem Zulaufbehalter und einem Ab- 
laufbehalter verlaufen Zustromrohren bzw. Abstromroh- 
ren von und zu entgegensetzten Enden des Strdmungs- 

10 raumes. Dabei gehen die Rdhren jeweils von den Be- 
haltem aus. Die Flussigkeit wird uber ein Zulaufrohr 
dem Zulaufbehalter zugefuhrt. Die Flussigkeit wird uber 
ein Ablaufrohr, das im AblaufbehSlter beginnt, aus die- 
sem abgefuhrt. Dabei erfullen Zu- und Ablaufbehdtter 

15 lediglich eine Verteilerfunktion von den Rohren zu den 
Rdhren. Die Anordnung weist ferner l\1ittel auf, die zum 
Erzeugen einer Stromung geeignet sind. Zudem weist 
die Anordnung Filter auf, die an einer Stelle der Anord- 
nung von der FIQssigkeit durchstrdmt werden. Diese Fil- 

20 ter sind entweder im Zu- bzw. Ablaufbeh^lter Oder in den 
Zu- bzw. Abstromrdhren angeordnet. 
[0008] Durch die erfindungsgemafle Kombination ei- 
ner Strdmungszelle mit einem von der Flussigkeit 
durchstrdmten Filter und die daraus resultierende 

25 gleichmaflige Strdmung in den Zustrdmund Abstrom- 
rdhren, wird zusammen mit einer rotierenden Probe ei- 
ne laminare Umstrdmung der OberflSche erreicht. Fer- 
ner wird erreicht, dall aufgrund einer ruhenden Probe 
auftretende Inhomogenitaten vermieden werden. 

30 [0009] Eine besonders gleichmSflige Umstrdmung 
der Oberflache erhalt man erfindungsgemad dadurch, 
dafi die Poren des Oder der Filter in ihrer Grdfie und 
Anzahl so eingestellt sind, dad der Druckunterschied 
zwischen den Zu- und Abstromrdhren, die verschieden 

35 weit vom Zu-/Ablaufrohr entfemt sind, ausgeglichen 
wird. Dies erreicht man vorzugsweise dadurch, dafl bei 
welter vom Zu- Oder Ablaufrohr entfernten Rdhren eine 
grdflere Qesamtporenflache des dazugehdrigen Filters 
bzw. Filterabschnltts von FIQssigkeit durchstrdmt ist. als 

40 bei Rdhren, die nahe am Zu- Oder Ablaufrohr angeord- 
net sind. 

[0010] Besonders vorteilhaft kann die erfindungsge- 
maile Anordnung zum galvanischen Auf- oder Abtragen 
von Materia! auf oder von der Oberflache einer Probe 

45 Verwendung finden, wenn im Stromungsraum eine 
Elektrode angeordnet ist und die Flussigkeit ein Elek- 
trolyt ist. Die Probe und die Elektrode sind mit einer 
Stromquelle verbunden. Es kann eine Gleichstromquel- 
le venA^endet werden, deren Polaritat entsprechend der 

50 Anwendung zum Auf- oder Abtragen gewShIt wird. Die 
Stromquelle kann daruber hinaus auch pulsierend sein, 
wodurch die Abscheldung mechanisch verspannter 
Schichten auf der Probenoberflache ermdglicht wird. 
[001 1] Besonders vorteilhaft ist eine Anordnung zum 

55 galvanischen Auf- oder Abtragen von Material auf oder 
von einer Oberflache einer Probe, bei der erfindungs- 
gemall der Stromungsraum zwei zueinander parallele 
ebene Begrenzungswande aufweist. Diese Begren- 
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zungswande wQisen dabei eine erste bzw. eine zweite 
Ausnehmung auf. Die Probe welst eine im wesentlichen 
ebene Oberflache auf und ist urn eine senkrecht zur 
Oberfl^lche verlaufende Drehachse drehbar so ange- 
ordnet, dali mit dieser Oberflache die erste Ausneh- 
mung abgedeckt wlrd, wobei die Oberflache mit der zu- 
geharigen Begrenzungswand eine Ebene bildet. Auch 
die Elektrode weist eine ebene Oberflache auf, die die 
zweite Ausnehmung abdeckt und mit der zugehorigen 
Begrenzungswand eine Ebene bildet. Der Strdmungs- 
raum ist in diesem Fall von parallel zu den Zu- und Ab- 
strdmrohren verlaufenden ebenen Begrenzungswan- 
den begrenzt, was die Ausbiidung einer laminaren Strd- 
mung zusatzlich begunstigt. 

[001 2] Besonders vorteilhaft ist eine Anordnung zum 
galvanischen Auflragen von Material, bei der erfln- 
dungsgemafl die Anode ein Gitterkorb aus elektroche- 
misch inertem Material ist, welcher eine ebene, Locher 
enthaltende Oberflache aufweist. Dieser Gitterkorb ist 
mit dem abzuscheidenden Material ais Granulat gefullt. 
Durch die Granulatfonn des abzuscheidenden Materi- 
als Ist die Kontaktflache mit dem Elektrolyten besonders 
grofi, wodurch sich das abzuscheldende Material leich- 
ter Im Elektrolyten auflost. 

[0013] Zudem ist es besonders vorteilhaft, wenn die 
Elektrode aus einem mit Platin oder einem anderen 
Edelmetali beschichteten Metall besteht. In diesem Fall 
wird abzuscheidendes Material ausschliefllich durch Er- 
setzen des verbrauchten Elektrolyten nachgeliefert. An 
der Anode wird dann der Elektrolyt bzw. dessen ubtl- 
cherweise waRriges Losungsmittel zersetzt. Eine mog- 
liche elektrochemische Reaktion mit einem geldstes 
Nickel enthaltenden Elektrolyten wSre belspielsweise 
die Abscheidung von Nickel an der Kathode und die 
gleichzeitige Erzeugung von Sauerstoff aus dem Was- 
ser der Ldsung an der Anode. 
[0014] Besonders vorteilhaft ist eine Anordnung zum 
gleichmaRigen Umstromen einer Oberflache einer Pro- 
be mit Flussigkeit, bei dererfindungsgemdHdasZu- und 
Ablaufrohr jeweils uber ein Drosselventil in einen mit 
Fltissigkeit gefullten Vorratsbehalter gefuhrt sind. Als 
Mittel zum Erzeugen einer Stromung kommt dabei eine 
FIQssigkeitspumpe in Betracht, die die Flussigkeit des 
Vorratsbehalters durch das Zulaufrohr pumpt. Ferner 
sind im Vorratsbehalter Mittel zum Filtern sowie zur Re- 
gelung von Temperatur, pH-Wert und Fullstand der 
Flussigkeit vorgesehen. Fur den Fall, dalS die FIQssig- 
keit ein Elektrolyt ist, sind zudem Mittel zur Regelung 
der lonenkonzentration des Elektrolyten vorgesehen. 
[001 5] Dadurch wird es mdglich, belspielsweise einen 
BeschichtungsprozeR genauestens zu kontrollieren, 
denn die Uberwachung und Kontrolle der relevanten 
Parameter Temperatur. pH-Wert und lonenkonzentrati- 
on des Elektrolyten begOnstigen eine homogene 
Schichtabscheidung. 

[0016] Die Erfindung kann besonders vorteilhaft ver- 
wendet werden zum Abscheiden einer mechanisch ver- 
spannten Schicht aus Nickel/Eisenlegierung auf einem 



Wafer. Dieser Wafer besteht dann vorzugswelse aus Si- 
lizium Oder Keramlk. Durch Verwendung der erfin- 
dungsgemafien Anordnung kann en^eicht werden, dal^ 
die Zusammensetzung der Legierung und die Intrinsi- 

5 sche mechanische Spannung der Schicht uber den Wa- 
fer homogen ist. Aus der abgeschiedenen Schicht kon- 
nen durch Strukturierung von Rechtekken, die anschlie- 
flend partiell unteratzt werden, vom Wafer weggeboge- 
ne Fedem in einem BatchprozeH hergestellt werden. 

10 Solche Fedem finden belspielsweise Verwendung in ml- 
niaturisierten Relais. 

[0017] Die erfindungsgemafle Anordnung kann auch 
besonders vorteilhaft verwendet werden zur Belackung 
von Wafem mit elektrophoretischem Lack. Die fur die 
15 Elektrophorese benotigte Spannung wird zwischen dem 
Wafer und einer gegenQberliegenden Elektrode ange- 
legt. 

[0018] Ferner kann die erfindungsgemafle Anord- 
nung auch besonders vorteilhaft verwendet werden 
20 zum stromlosen Abscheiden von Material auf der Ober- 
flache der Probe. 

[0019] Daruber hinaus kann die erfindungsgemdile 
Anordnung auch ven/vendet werden zum Abtragen von 
Material von der Oberfldche der Probe mit IHilfe einer 

25 Atzldsung. Belspielsweise konnte die Oberfldche eines 
Silizium-Wafers mit KOH-Losung geatzt werden. 
[0020] Im folgenden wlrd die Erfindung anhand von 
Ausfuhrungsbeisplelen und den dazugehdrigen Figuren 
naher eriautert. 

30 [0021] Figur 1 zeigt eine erfindungsgemdUe Anord- 
nung zum Umstromen einer Oberflache einer Probe mit 
Flussigkeit im schematischen Langsschnitt. 
[0022] Figur 2 zeigt den Strdmungsraum einer erfin- 
dungsgemaflen Anordnung zum gleichmafiigen Um- 

35 strdmen einer Oberflache im schematischen Quer- 
schnitt. 

[0023] Figur 3 zeigt einen Vorratsbehalter, in den ein 
Zu- und ein Ablaufrohr gefuhrt sind, im schematischen 
Ldngsschnitt. 

40 [0024] Figur 1 zeigt eine Anordnung zum gleichmalii- 
gen Umstrdmen einer Oberflache mit einem Stro- 
mungsraum 1 , in dem sich ein Elektrolyt 2 befindet. Auf 
der Oberseite des Strdmungsraums 1 ist ein Wafer 3 
angeordnet. Der Wafer 3 ist an eine Kathode 4 ange- 

45 schlossen und mittels eInes Drehantriebs 5 um eine 
Achse senkrecht zu seiner Oberflache drehbar. Der 
Drehantrieb 5 ist mit Hilfe des Lagers 22 gelagert und 
mit Hilfe der Dichtung 23 gegenuber dem Wafer abge- 
dichtet. Gegenuber dem Wafer 3 befindet sich ein mit 

50 einer Anode 6 verbundener Gitterkorb 1 5, der das ab- 
zuscheldende Material in Form von Granulat 14 enthSIL 
Der Strdmungsraum 1 ist von einem Gehduse 18 um- 
geben. Jeweils seitlich vom Strdmungsraum 1 1st ein Zu- 
laufbehalter 9 und ein Ablaufbehalter 10 angeordneL 

55 Die Behalter 9, 10 sind uber Zustrdmrdhren 7 bzw. Ab- 
strdmrdhren 8 mit dem Strdmungsraum 1 verbunden. 
Im Zulaufbehalter 9 und im Ablaufbehalter 10 befindet 
sich je ein Filter 13. Durch dieses Filter 13 wird eine 
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mSgllc^ist glelcfjmaRige Durchstrdmung der ZustrGm- 
rohren 7 und der AbstrSmrohren 8 erreicht. Das Filter 
13 enthalt Filterporen 24, durch die der Elektrolyt 2 stro- 
men kann. 

[0025] Figur 2 zeigt einen Stromungsraum 1 , der auf 
der Oberseite mit einem Wafer 3 abgedeckt ist. Seitlich 
zum Stromungsraum 1 ist ein Zulaufbehalter 9 und ein 
Ablaufbehalter 10 angeordnet. Im Zulaufbehalter 9 en- 
det ein Zulaufrohr 11, das Flussigkeit in den Zulaufbe- 
halter 9 transportiert. Im Abiaufbehditer 10 beginnt ein 
Ablaufrohr 12, das Flussigkeit vom Ablaufbehalter 10 
wegtransportiert. Der Stromungsraum 1 1st mit dem Zu- 
laufbehalter 9 und dem Ablaufbehglter 10 uber parallel 
verlaufende ZustrSmrohren 7 bzw. Abstromrohren 8 
verbunden. Im Zulaufbehalter 9 und im Ablaufbehalter 
10 befindet sich ein Filter 13 mit Filterporen 24. Die Gr5- 
Be der Filterporen 24 ist uber die Gesamtfilterflache va- 
riierend so gewahit, dali der Druckunterschied zwi- 
schen verschieden weit vom Zulaufrohr 11 bzw, Ablauf- 
rohr 1 2 entfernten Zustromrohren 7 bzw. Abstromrohren 
8 ausgeglichen wird. Dadurch wird eine gleichfdrmige 
Durchstromung der Zustromrohren 7 und der Abstrom- 
rohren 8 erreicht, was eine laminare Strdmung im Stro- 
mungsraum 1 begunstlgt. 

[0026] Figur 3 zeigt einen mit Elektrolyt 2 gefullten 
Vorratsbehalter 1 7, in den ein Ablaufrohr 1 2 und ein Zu- 
laufrohr 11 gefOhrt sind. Das Zulaufrohr 11 ist Uber ein 
Drosselventil 16 in den Vorratsbehalter 17 gefuhrt. Als 
Mittel zur Erzeugung einer Strdmung findet die Forder- 
pumpe 20 Venvendung. Im Vorratsbehalter 17 ist eine 
Heizung 19 angeordnet, die zur Temperaturregelung 
verwendet wird. Mittels einer weiteren Forderpumpe 25 
und einer Filterpatrone 21 kann der Elektrolyt 2 aus dem 
Vorratsbehalter 1 7 in einem kontinuierlichen ProzeR ge- 
reinigt werden. 

[0027] Mit Hilfe des Drehantrlebs und der FOrderpum- 

pe kann die Rotationsgeschwindigkeit des Wafers und 
die Stromungsgeschwindigkeitdes Elektrolyten auf den 
gewunschten Prozeli abgestimmt werden. 
[0028] Die Erf indung beschrankt sich nicht auf die bei- 
spielhaftgezeigten Ausfuhrungsformen, sondern wird in 
ihrer allgemeinsten Form durch Anspruch 1 deflnlert. 



Patentanspruche 

1- Anordnung zum gleichmSBigen UmstrGmen einer 
Oberflache einer Probe (3) mit einer Flussigkeit (2), 
aufweisend 

einen Stromungsraum (1 ), der von der Flussig- 
keit (2) durchstromt ist. 

eine zumindest teilweise im Strdmungsraum 
(1) befindllche Probe (3), die mittels eines 
Drehantrlebs (5) um eine Drehachse drehbar 
ist, 

Zu- und Abstromrohren (7, 8), die jeweils von 
einem Zu- bzw. Ablaufbehalter (9, 10) ausge- 



hen, 

ein Zulaufrohr (11), das im Zulaufbehalter (9) 
endet, 

- ein Ablaufrohr (12), 

5 - Mittel (20) zum Erzeugen einer Stromung, und 
im Zu- und/oder Ablaufbehalter (9, 10) Oder in 
den Zu- bzw. Abstromrohren (7, 8) angeordne- 
te. von der Flussigkeit (2) durchstrdmte Filter 
(13), 

10 

dadurch gekennzeichnet, dal^ die Zu- und Ab- 
stromrohren (7, 8) zu entgegengesetzten Enden 
des Stromungsraumes (1) vertaufen und das Ab- 
laufrohr (12) im Ablaufbehalter (10) beginnt. 

15 

2. Anordnung nach Anspruch 1 , 

bel der die GroRe und die Anzahl der Filterporen 
(24) uber die Gesamtfilterflache variierend so ein- 
gestellt sind. 6aQ> ein eine ungleichmallige Durch- 

20 stromung der Rohren (7. 8) erzeugender Druckun- 
terschied zwischen verschieden welt vom Zu-/Ab- 
laufrohr (11, 12) entfernten Zu-/Abstr6mr6hren (7, 
8) durch verschiedene den einzelnen Rohren (7, 8) 
zugeordnete durchstrdmte Gesamtporenfldchen 

25 kompensiert ist. 

3. Anordnung nach Anspruch 1 oder 2 zum galvani- 
schen Aufoder Abtragen von Material auf oder von 
der Oberflache der Probe (3), die eine Elektrode (6) 

30 Im Strdmungsraum (1 ) aufweist. bel der die Flussig- 
keit (2) ein Elektrolyt ist und bei der die Probe (3) 
und die Elektrode (6) mit einer pulsierenden oder 
konstanten Stromquelle verbunden sind. 

35 4. Anordnung nach Anspruch 3 zum galvanischen 
Auf- Oder Abtragen von Material auf oder von der 
Oberfldche der Probe, bei der 

der Strdmungsraum (1) zwei parallel zur Strd- 
40 mungsrichtung angeordnete ebene Begren- 

zungswande mit einer ersten bzw. einer zwei- 

ten Ausnehmung aufweist, 

die Probe (3) eine Im wesentlichen ebene 

OberflSche aufweist. zu der die Drehachse 
45 senkrecht angeordnet ist, 

- die Probe (3) die erste Ausnehmung abdeckt 
und die genannte ebene Oberfldche mit der zu- 
gehdrigen Begrenzungswand eine Ebene bil- 
det, und 

50 . die Elektrode (6) mit einer ebenen Oberflache 
die zweite Ausnehmung abdeckt und mit der 
zugeharigen Begrenzungswand eine Ebene 
bildet. 

55 5. Anordnung nach Anspruch 4, 

bei der die Elektrode (6) einen mit dem abzuschel- 
denden Material (14) in Granulatform gefullter Git- 
terkorb (15) aus elektrochemisch inertem Material 
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ist,,welcher.eine ebene, Lacher enthaltende Ober- 
fldche aufweist. 

6. Anordnung nach Anspruch 4, 

bei der die Elektrode (6) aus einem mit Platin Oder 5 
einem anderen Edeimetall beschichteten eine ebe- 
ne Oberflache aufwelsenden Metallkdrper besteht. 

7. Anordnung nach Anspruch 1 bis 6. 

bei der das Zu- und/oder das Ablaufrohr (11, 12) io 
uberein Drosseiventil (16) in einen mit Flussigkelt 
(2) gefullten Vorratsbehalter (1 7) gefuhrt ist, der Mit- 
tel zum Fittem (21) sowie zur Regelung von Tem- 
peratur (19), pH-Wert, Fullstand und ggf. auch der 
lonenkonzentration der Flussigkelt (2) aufweist. 15 

8. VenA/endung der Anordnung nach Anspruch 5 bis 7 
zum Abscheiden einer Schicht aus Nickel-ZEisenle- 
gierung auf einem Silizium- oder Keramikwafer (3), 
wobei die Legierungszusammensetzung und die in- 20 
trinsische mechanische Spannung der Schicht uber 
den Wafer (3) homogen Ist. 



tubes (7, 8) extend at opposing ends of the flow 
chamber (1) and the drainage tube (12) begins In 
the drainage container (10). 

2. An arrangement according to Claim 1 , in which the 
size and number of the filter pores (24) are deter- 
mined to vary over the total filter surface such that 
a pressure difference, generating an uneven flow 
through the tubes (7, 8), between inflow/outflow 
tubes (7, 8) which are at different distances from the 
supply/drainage tubes (11, 12) is compensated by 
different total pore surface areas through which 
there is flow and which are associated with the in- 
dividual tubes (7, 8). 

3. An arrangement according to Claim 1 or 2 for gal- 
vanically depositing or removing material onto or 
from the surface of the sample (3), which has an 
electrode (6) in the flow chamber (1), in which the 
liquid (2) is an electrolyte and in which the sample 
(3) and the electrode (6) are connected to a pulsed 
or constant power source. 



9. Verwendung der Anordnung nach Anspruch 1 bis 7 
zum Belakken eines Wafers (3) mit elektrophoreti- 
schem Photolack. 

10. Verwendung der Anordnung nach Anspruch 1 oder 
2 zum stromlosen Abscheiden von Material auf der 
Oberfldche der Probe. 

11. VenA^endung der Anordnung nach Anspruch 1 oder 
2 zum Abtragen von Material von der Oberfldche 
der Probe, wobei als FIQssigkeit eine Atzlosung ein- 
gesetzt wird. 



Claims 

1. An arrangement for allowing a liquid (2) to flow 
evenly around a surface of a sample (3), having 

a flow chamber (1) through which the liquid 
(2) flows. 

a sample (3) at least partly located in the flow 
chamber (1 ) and rotatable about an axis of rotation 
by means of a rotary drive (5), 

inflow and outflow tubes (7, 8) which lead out 
of a supply and a drainage container (9. 1 0) respec- 
tively, 

a supply tube (11) which tenminates in the 
supply container (9), 

a drainage tube (12), 

means (20) of generating a flow, and 

filters (13) which are arranged in the supply 
and/or drainage containers (9. 10) or in the Inflow 
and outflow tubes (7, 8) and through which the liquid 
(2) flaws, 

characterised in that the inflow and outflow 



4. An arrangement according to Claim 3 for galvani- 
25 cally depositing or removing material onto or from 
the surface of the sample, in which 

the flow chamber (1 ) has two planar delimiting 
walls arranged parallel to the direction of flow, hav- 
ing a flrst and a second cutout, 
30 the sample (3) has a substantially planar sur- 

face with respect to which the axis of rotation is ar- 
ranged to be perpendicular, 

the sample (3) covers the first cutout and the 
said planar surface forms a plane with the associ- 
35 ated delimiting wall, and 

the electrode (6) having a planar surface cov- 
ers the second cutout and forms a plane with the 
associated delimiting wall. 

40 5. An arrangement according to Claim 4, in which the 
electrode (6) is a mesh basket (15) filled with the 
material (14) to be deposited in granular form and 
made of an electrochemically inert material and 
having a planar surface containing holes. 

45 

6. An arrangement according to Claim 4, in which the 
electrode (6) comprises a metal body coated with 
platinum or another precious metal and having a 
planar surface. 

50 

7. An arrangement according to Claim 1 to 6, in which 
the supply and/or drainage tubes (11.12) are guid- 
ed by way of a choke valve (1 6) into a reservoir (17) 
which Is filled with liquid (2) and has means of filter- 
ed ing (21 ) and regulating temperature (19), pH value, 

filling level and where appropriate also the ion con- 
centration of the liquid (2). 
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8. ThQ use of .the arrangement according to Claim 5 
to 7 for depositing a layer of nickel/iron alloy onto a 
silicon or ceramic wafer (3), where the composition 
of the alloy and the intrinsic mechanical stress of 
the layer are homogeneous over the wafer (3). 

9. The use of the arrangement according to Claim 1 
to 7 for coating a wafer (3) with electrophoretic pho- 
to-resist. 

10. The use of the arrangement according to Claim 1 
or 2 for currentless deposition of material onto the 
surface of the sample, 

11. The use of the arrangement according to Claim 1 
or 2 for removing material from the surface of the 
sample, where the liquid used is an etching solution. 



Revendications 

1 . Dispositif permettant un 6coulement continu d'un li- 
guide (2) autour de la surface d'un ^chantillon (3), 
comprenant 

un espace d'6coulement (1 ) traverse par le 11- 
quide (2) 

un echantillon (3) agenc^ au moins partielle- 
ment dans I'espace d'ecoulement (1 ), pouvant etre 
tournd autour d'un axe de rotation par rinterm^diai- 
re d'un m6canisme d'entrainement en rotation (5), 

des tubes d'alimentation et d'evacuation (7, 8) 
partant respectivement d'un recipient d'alimenta- 
tion et d'6vacuation (9, 10), 

un tube d'alimentation (11 ) se terminant dans 
le recipient d'alimentation (9). 

un tube d'^vacuation (12), 

un moyen (20) destine d 6tablir un 6coule- 
ment, et 

des filtres (13) traverses par le liquide, agen- 
ces dans le recipient d'alimentation et/ou d'6vacua- 
tion (9. 10) ou dans les tubes d'amen§e ou d'^chap- 
pement (7, 8), 

caract^rise en ce que les tubes d'alimenta- 
tion et d'evacuation (7, 8) s'^tendent vers les extre- 
mit6s opposees de I'espace d*6coulement (1 ) et en 
ce que le tube d'evacuation (1 2) s*6tend a partir du 
recipient d'evacuation (10). 

2. Dispositif selon la revendication 1 . dans lequel les 
dimensions et le nombre des pores filtrants (24) 
sont ajustes de maniere variable sur I'ensemble de 
la surface du filtre, de sorte k compenser une diffe- 
rence de pression. entrafnant un ecoulement irr^- 
gulier d travers les tubes (7, 8) antra das tubas 
d'amen6e/d'echappement (7, 8) agenc^s d des dis- 
tances differentes du tube d'allmentation/d'6vacua- 
tion (11.12) par differentes surfaces ^ pores globa- 
les traversees par recoulement. affectees aux dif- 



ferents tubes (7, 8). 

3. Dispositif selon les revendications 1 ou 2 permet- 
tant I'application eiectrolytique de materiau sur la 

5 surface de rechantillon ou la separation correspon- 
dante, comportant une electrode (6) dans I'espace 
d'ecoulement (1), le liqulde (2) etant constltue par 
un electrolyte, rechantillon (3) et reiectrode (6) 
etant relies d une source de courant e pulsations ou 

10 continue. 

4. Dispositif selon la revendication 3 permettant t'ap- 
plication ou la separation par galvanisation de ma- 
teriau sur la surface de rechantillon, dans lequel 

15 I'espace d'ecoulement (1 ) comporte deux pa- 

rois de delimitation comportant un premier et un 
deuxieme evidement, agencees paralieiement e la 
direction de recoulement, 

rechantillon (3) a pour I'essentiel une surface 

20 plane, I'axe de rotation etant agence perpendiculai- 
rement a celle-cl, 

rechantillon (3) recouvre le premier evide- 
ment et la surface formant un plan avec la paroi de 
delimitation correspondante, et 

25 reiectrode (6) recouvre avec une surface pla- 

ne le deuxieme evidement et formant un plan avec 
la paroi de delimitation correspondante. 

5. Dispositif selon la revendication 4, dans lequel 
30 reiectrode (6) comporte un panier grillage (15), 

compose d'un materiau eiectrochimiquement iner- 
te, comportant une surface plane contenant des 
trous, rempii du materiau devant etre separe (14) 
sous forme de granules. 

35 

6. Dispositif selon la revendication 4, dans lequel 
reiectrode (6) est constituee par un corps metalli- 
que comportant une surface plane revetue de pla- 
tine ou d'un autre metal precieux. 

40 

7. Dispositif selon les revendications 1 ^ 6, dans le- 
quel le tube d'alimentation et/ou d'evacuation (11, 
12) est guide par rintermediaire d'une soupape 
d'etranglement (16) dans un reservoir (17) rempii 

45 d'un liquide (2), comportant des moyens de filtrage 
(21 ) et de reglage de la temperature (19), de la va- 
leur pH, du niveau de remplissage et eventuelle- 
ment aussi de la concentration ionique du liquide 
(2). 

50 

8. utilisation du dispositif selon les revendications 5 S 
7 pour la separation d'une couche composee d'un 
alliage de nickel/fer d'une plaquette de silicium ou 
de ceramique (3), la composition de I'alliage et la 

55 tension mecanique intrinseque de la couche etant 
homogenes au-deie de ta plaquette (3). 

9. Utilisation du dispositif selon les revendications 1 e 
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7 pour le vernissage d'une plaquette (3) avec un 
vemis photosensible ^lectrophor^tique. 

10. Utilisation du dispositif seion tes revendications 1 

ou 2 pour la separation sans courant de mat^riau s 
de la surface de I'^chantillon. 

11. Utilisation du dispositif selon les revendications 1 
ou 2 pour la separation de mat^riau de la surface 
de Techantillon. le liquide 6tant constitu^ par une 
solution de d^capage. 
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FIG 3 




